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【誤訳訂正書】
【提出日】令和1年6月19日(2019.6.19)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各反射光学素子（１０２，１０４）が光放射（１０８）を複数回反射するように、マル
チパスキャビティ（１０６）を規定する少なくとも２つの前記反射光学素子（１０２，１
０４）を備えた、前記光放射（１０８）を処理するための装置（１００；２００）におい
て、
　前記装置が、補正素子と呼ばれる少なくとも１つの素子を備え、前記少なくとも１つの
補正素子が複数の補正位置（１１６）を提示し、前記少なくとも１つの補正素子の各々が
、前記光放射の反射または透過を生成し、不均一な表面を有し、それによって前記補正位
置（１１６）の空間位相プロファイルは、前記補正位置（１１６）のいくつかの異なる反
射／透過地点について異なる位相シフトを有し、そして、前記補正位置（１１６）のうち
の少なくとも２つが異なる位相プロファイルを有し、
前記補正素子が：
　前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子の１つ、および／または、
　前記マルチパスキャビティに配置され、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射
光学素子と異なる補正素子
　を備え、
ここで、前記装置（１００；２００）が、
－　前記光放射（１０８）を異なる反射位置で少なくとも４回反射させるために各反射光
学素子（１０２，１０４）が配置されることを目的として、前記光放射（１０８）を２つ
の反射光学素子（１０２，１０４）との間で複数回行ったり来たりするようにマルチパス
キャビティ（１０６）が配置されており、
－　前記反射光学素子の一方（１０２）が、湾曲した反射面（１１４）を備え、
前記マルチパスキャビティを規定する前記少なくとも１つの反射素子（１０４）が、スル
ーホールを備え、前記スルーホールにより、処理される前記放射を前記マルチパスキャビ
ティに導入し、及び／又は処理後に前記マルチパスキャビティから出力することを可能に
する
　ことを特徴とする、装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの補正光学素子が、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射
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光学素子の１つであることを特徴とする、請求項１に記載の装置（１００；２００）。
【請求項３】
　前記装置が、前記マルチパスキャビティを規定する前記反射光学素子にそれぞれ対応す
る少なくとも２つの補正素子を備えていることを特徴とする、請求項１または２に記載の
装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの補正素子が、前記マルチパスキャビティ内に配置され、前記マル
チパスキャビティを規定する前記反射光学素子と異なることを特徴とする、請求項１から
３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記補正位置のうちの少なくとも２つが同じ位相プロファイルを有することを特徴とす
る、請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの補正光学素子（１０２）が、少なくとも１つの補正位置（１１６
）のレベルで、少なくとも１つの位相板を備えていることを特徴とする、請求項１から５
のいずれか一項に記載の装置（１００；２００）。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの補正素子（１０２）が、少なくとも２つの補正位置（１１６）に
ついて少なくとも２つの空間位相プロファイルを有する単一の位相板を備えていることを
特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記マルチパスキャビティ（１０６）を規定する前記反射光学素子（１０２，１０４）
が、互いに直交する２つの方向（２０２，２０４）に配置され、前記装置（２００）はま
た、前記反射光学素子（１０２，１０４）のそれぞれの前記方向（２０２，２０４）に対
して４５°の角度で前記反射光学素子（１０２、１０４）に対向して配置されているミラ
ー（２０６）を備えていることを特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の装
置（２００）。
【請求項９】
　前記マルチパスキャビティを規定する前記少なくとも１つの反射素子（１０４）が、ス
ルーホールを備え、前記スルーホールによって、処理すべき前記光放射を前記マルチパス
キャビティに導入することを可能にするか、及び／又は、処理後に前記マルチパスキャビ
ティから出力することを可能にすることを特徴とする、請求項１に記載の装置（２００）
。
【請求項１０】
　前記反射光学素子の他方（１０２）が平坦な反射面（１１２）を備える、請求項１に記
載の装置（２００）。
【請求項１１】
　伝播の連続により光放射（１０８）を処理するためのシステムであって、前記システム
が、
　請求項１から９のいずれか一項に記載の補正装置（１００，２００）、
　前記光放射（１０８）を前記補正装置内に導入するための手段、および、
　前記補正装置の出口で前記光放射（１０８）を収集するための手段
　を備えている、システム。
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